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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月1日(2008.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　成形三次元研磨物品であって、
　（ａ）複数の研磨複合体を含み、前記研磨複合体が、
　　（ｉ）約１０μｍ以下の平均粒径を有する複数の一次研磨粒子と、
　　（ｉｉ）前記複数の研磨粒子を接合させて前記研磨複合体を形成するセラミックの第
１のバインダーマトリックスとを含み、少なくとも２０体積％の複合体間間隙率、および
少なくとも５体積％の複合体内間隙率を有する物品。
　　【請求項２】　前記複合体内間隙率が約６～５０体積％である、請求項１に記載の成
形三次元研磨物品。
　　【請求項３】　（ａ）前記複数の研磨複合体を互いに接合させる第２のバインダー材
料と、
　（ｂ）前記第２のバインダー材料と前記研磨複合体とによって画定される前記複合体間
間隙と、
をさらに含む、請求項１に記載の成形三次元研磨物品。
　　【請求項４】　前記研磨物品が約２５～７５体積％の複合体間間隙率を有する、請求
項１に記載の成形三次元研磨物品。
　　【請求項５】　前記研磨物品が複数の研磨セグメントを含み、各研磨セグメントが、
　（ａ）複数の研磨複合体を含み、前記研磨複合体が、
　　（ｉ）約１０μｍ以下の平均粒径を有する複数の一次研磨粒子と、
　　（ｉｉ）前記複数の研磨粒子を接合させて前記研磨複合体を形成するセラミックの第
１のバインダーマトリックスと、
を含み、前記研磨物品が少なくとも２０体積％の複合体間間隙率、および少なくとも５体
積％の複合体内間隙率を有する、請求項１に記載の成形三次元研磨物品。
　　【請求項６】　成形三次元研磨物品を製造する方法であって、
　（ａ）複数の研磨複合体を提供する工程と、
　（ｂ）前記複数の研磨複合体を成形して、少なくとも２０体積％の研磨複合体間間隙率
、および硬化研磨複合体の０体積％より大きい複合体内空隙率を有する研磨物品を形成す
る工程と、
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を含み、前記研磨複合体が、
　　（ｉ）約１０μｍ以下の平均粒径を有する複数の一次研磨粒子と、
　　（ｉｉ）前記複数の研磨粒子を接合させて前記研磨複合体を形成するセラミックの第
１のバインダーマトリックスと、
を含む方法。
　　【請求項７】　複数の複合体を提供する工程が、
　（ａ）複数の少なくとも部分的に硬化した複合体を提供する工程
を含み、前記少なくとも部分的に硬化した複合体が、複数の複合体前駆体に熱を加えるこ
とによって少なくとも部分的に硬化させたものである、請求項６に記載の方法。
　　【請求項８】　前記複数の少なくとも部分的に硬化した複合体が初期複合体内間隙率
を有し、前記複数の研磨複合体を成形して研磨物品を形成する前記工程が、
　（ａ）前記複数の少なくとも部分的に硬化した複合体を成形して研磨物品を形成するお
よび硬化研磨複合体を形成する工程を含み、前記硬化研磨複合体が前記硬化研磨複合体の
０体積％より大きい最終複合体内間隙率を有する、請求項７に記載の方法。
　　【請求項９】　前記複数の研磨複合体を成形して少なくとも２０体積％の前記研磨複
合体間間隙率を有する研磨物品を形成する前記工程が、
　（ａ）前記複数の研磨複合体を成形して、２５～７５体積％の研磨複合体間間隙率を有
する研磨物品を形成することを含む、請求項６に記載の方法。
　　【請求項１０】　工作物表面を研磨する方法であっって、
　（ａ）（ｉ）（Ａ）約１０μｍ以下の平均粒径を有する複数の一次研磨粒子と、
　　　（Ｂ）前記複数の研磨粒子を接合させて前記研磨複合体を形成するセラミックの第
１のバインダーマトリックスと、
を含む複数の研磨複合体と、
　　（ｉｉ）少なくとも２０体積％の複合体間間隙率と、
　　（ｉｉｉ）少なくとも５体積％の複合体内空隙率と、
を含む研磨物品を提供する工程と、
　（ｂ）工作物表面を前記複数の研磨複合体と接触させる工程と、
　（ｃ）前記研磨物品および工作物表面を互いに関して移動させる工程と、
を含む方法。
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